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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO13083:2015《表面化学分析 扫描探针显微术 用于二维掺杂物成像等用途

的电扫描探针显微镜(ESPM,如SSRM和SCM)空间分辨的定义和校准》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国微束标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本文件起草单位:中山大学、广东工业大学、暨南大学。
本文件主要起草人:龚力、杨慕紫、陈瑜、张浩、谢伟广、谢方艳、丁喜冬、陈建。
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表面化学分析 扫描探针显微术
用于二维掺杂物成像等用途的

电扫描探针显微镜(ESPM,如SSRM和

SCM)空间分辨的定义和校准

1 范围

本文件描述了用于测量扫描电容显微镜(scanningcapacitancemicroscope,SCM)或扫描扩展电阻

显微镜(scanningspreadingresistancemicroscope,SSRM)空间(横向)分辨的方法,该方法涉及使用锐

边的器件。这2种显微镜广泛应用于半导体器件的载流子分布成像和其他电学特性的测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO18115-2 表面化学分析 词汇 第2部分:扫描探针显微术术语(Surfacechemicalanalysis—

Vocabulary—Part2:Termsusedinscanning-probemicroscopy)
注:GB/T22461.2—2023 表面化学分析 词汇 第2部分:扫描探针显微术术语(ISO18115-2:2021,MOD)

3 术语和定义

ISO18115-2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
电扫描探针显微术 electricalscanningprobemicroscopy;ESPM
采用导电探针测量材料电学特性(例如电容、电阻、电场等)的扫描探针显微术。

3.2 
接触模式 contactmode
通过调整探针和样品的相对高度,使探针尖端在样品表面进行扫描的模式,探针和样品之间始终存

在排斥力。
注:此模式分为恒高模式或恒力模式。

[来源:ISO18115-2:2013,6.35]

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

AC:交流(alternatingcurrent)

AFM:原子力显微术(atomicforcemicroscopy)

DC:直流(directcurrent)
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